1. Date despre program

FISA DISCIPLINEI

1.1 Institutia de Invataméant superior

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

1.2 Facultatea

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA SI
TEHNOLOGIA INFORMATIEI

1.3 Departamentul INGINERIE ELECTRICA
1.4 Domeniul de studii INGINERIE ELECTRICA
1.5 Ciclul de studii LICENTA

1.6 Programul de studii/Calificarea

ELECTROMECANICA ORADEA

2. Date despre disciplina

2.1 Denumirea disciplinei

MICROSISTEME ELECTROMECANICE

2.2 Titularul activitatilor de curs

SEF LUCRARI DR.ING. GAL TEOFIL OVIDIU

2.3 Titularul activitatilor de seminar
/laborator/proiect

SEF LUCRARI DR.ING. GAL TEOFIL OVIDIU

2.4 Anul de IV | 2.5 Semestrul | 8 | 2.6 Tipul de Vp | 2.7 Regimul disciplinei DS
studiu evaluare
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitatilor didactice)
3.1 Numar de ore pe saptamana 4 | din care: 3.2 curs 2 | 3.3. laborator 2
3.4 Total ore din planul de invatamant 56 | din care: 3.5 lab 28 | 3.6 laborator 28
Distributia fondului de timp ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite 19
Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 5
Pregitire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 3
Tutoriat 4
Examinari 4
Alte actiVitati.......coeeereeeerieerieennna, 3
3.7 Total ore studiu individual 19
3.9 Total ore pe semestru 75
3.10 Numarul de credite 3
4. Preconditii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Desen tehnic, Magini electrice;
4.2 de competente Cunoagsterea simbolurilor, grafice, specifice schemelor electrice
5. Conditii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfasurare a cursului | - ”Cursul se poate desfasura fata in fatd”
- Videoretroproiector, calculator;
- Prezenta la minim 50% din cursuri.
5.2. de desfagurare a orelor de | - “Seminarul/laboratorul/proiectul se pot desfasura fatd in fata”
proiect Echipamentul eferent desfasuririi orei de laborator; - Intocmirea referatului
(material de sintezd); - Efectuarea tuturor lucrarilor de laborator; - Se pot
recupera maxim patru lucréri de laborator (30%); - Frecventa la orele de
laborator sub 70 % conduce la refacerea disciplinei.

6.a. Competentele specifice acumulate

Competente
profesionale

= C5. Automatizarea proceselor electromecanice;
= C5.1.Definirea notiunilor fundamentale privind modelarea matematica a sistemelor de reglare automata si
specificarea elementelor componente ale unui sistem de reglare automata;

= C6. Realizarea activitatilor de exploatare, intretinere, service, integrare de sistem.
*C6.1.Definirea conceptelor de baza privind exploatarea si mentenanta sistemelor electromecanice.




Competente

transversale

= CT1. Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipd pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de
relationare si munca eficienta in cadrul echipei.

6.b. Rezultatele asteptate ale invatarii

Studentul / absolventul explica si interpreteaza desenele si schemele functionale care detaliazd componenta a
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£ echipamentelor cu microsisteme.
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_ Studentul / absolventul descopera tipuri de defecte care apar microsisteme.

._‘g Studentul / absolventul testeaza si inlocuieste componentele electrice si cablajele, utilizind aparate de
= verificat prin masurarea valorilor diferitelor componente .

k= Studentul / absolventul asambleaza echipamente si aparate cu microsisteme in conformitate cu specificatiile
< acestora.

o Studentul / absolventul recunoaste nevoia de invatare independentd, pe tot parcursul vietii.

= “é’ Studentul / absolventul lucreaza in echipa si, dacd este necesar poate si prelua coordonarea echipei.

i S Studentul / absolventul aplica cunostintele acumulate in procesul de implementare a microsistemelor dintr-un
22 echipament.
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7. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei » Insugsirea de catre studenti a conceptelor referitoare la microsistemele

electromecanice, a metodelor de analiza si de sinteza a structurii acestora;
* Familiarizarea cu tehnologia si arhitectura microsistemelor
electromecanice ~ (MEMS). Explicarea functiondrii  principalelor
arhitecturii §i principiilor celor mai importante aplicatii ce utilizeaza
microsisteme. Cunoasterea elementelor de baza privind constructia si
functionarea microsistemelor electromecanice MEMS 1in structuri tipice.

7.2 Obiectivele specifice = Insusirea de informatii si cunostinte privind: automatizarea

microsistemelor; locul si rolul microsistemelor electromecanice in
productia modernd; comportamentul, structura; logica proiectarii
microsistemelor  electromecanice si  sinteza lor; modularizarea
componentelor; organizarea si dotarea microsistemelor electromecanice; =
Insusirea de principii si deprinderi de proiectare si organizare a unor
microsistemelor electromecanice §i dezvoltarea lor in vederea trecerii la
fabricatia integrata cu ajutorul calculatorului; = Formarea unor deprinderi
de documentare in domeniul microsistemelor electromecanice.

8. Continuturi

8.1. Curs Metode de predare Nr. Ore/
Observatii

1. Idei si probleme in tehnologia microsistemelor electromecanice| 1 Videoretroproiector; 2

- Introducere [ Cursurile se desfasoara prin

npredarea subiectelor si
antrenarea studentilor 1n dialoguri.
Intercalat sunt solicitate
contributii ale studentilor pe
subiecte specifice cursului.

2. Idei si probleme in tehnologia microsistemelor electromecanice Idem 2
- Structura microsistemului electromecanic
- Tehnicile de realizare a microsistemelor electromecanice

3. Aplicatiile tehnologiei microsistemelor electromecanice Idem 2
- Introducere

- Tehnologia medicala

- Mediul inconjurator si biotehnologia




4. Aplicatiile tehnologiei microsistemelor electromecanice Idem 2
- Tehnologia automobilelor
- Fabricatie si metrologie

5. Tehnici de realizare a microsistemelor electromecanice Idem 2
- Microtehnici

- Tehnici de sistem
- Materiale si efecte

6. Procese — cheie pentru producerea componentelor Idem 2
micromecanice
- Micromecanica bazata pe siliciu

7. Procese — cheie pentru producerea componentelor Idem 2
micromecanice
- Tehnologia LIGA

8. Micromotoare Idem 2
- Introducere

- Conversia electromecanicd a energiei. Forta in campul
magnetic.

Forta in campul electric

- Micromotoare electrostatice conventionale

9. Micromotoare Idem 2
- Particularitatile tehnologiei planare in cazul micromotoarelor
electrostatice

- Aspecte de baza ale tehnologiei LIGA. Particularitati in cazul
micromotoarelor electrostatice

10. Microactuatori Idem 2
- Introducere

- Microactuatori electrostatici

11. Microactuatori Idem 2

- Concepte si prototipuri
- Microactuatori piezoelectrici

12. Microactuatori Idem 2
- Microactuatori magnetostrictivi
- Microactuatori electromagnetici

13. Microactuatori Idem 2
- Microactuatori pe bazd de SMA
- Actuatori termomecanici

14. Microactuatori Idem 2
- Microactuatori electroreologici

- Microactuatori hidraulici §i pneumatici
- Microactuatori chimici

Bibliografie:

[1]. Fl. Babarada, C. Ravariu — ,,Tehnologii pentru microsenzori si biosenzori’- Editura Printech Bucuresti, 2004.
[2]. J.W. Gardner.: ,,Microsensors: Principles and Applications”, John Wiley & Sons, Chichester, 1994;

[3]. G. Ionascu — ,,Tehnologii de microtehnica pentru MEMS”, Editura Cartea Universitara,

Bucuresti, 2004.

[4]. M. Ignat, 1. Ardelean, G. Zarnescu, S. Soltan — ,Micro actiondri neconventionale”, Editura Electra,
Bucuresti, 2006.

[5]- N. Lobontiu — ,,Mechanics of Microelectromechanical Systems ", Springer, 2004.

S. E. Lyshevski — ,,Nano- and Microelectromechanical Systems”, CRC Press 2000, ISBN 0-8493-0916-6.

[6]. N. Maluf — ,,An Introduction to Microelectromechanical Systems Engineering”, Artech House 1999, ISBN 0-
8900-6581-0.

[7]. R. J. Wiegerink, M. Elwenspoek — ,,Mechanical Microsensors (Microtechnology and MEMS”), Springer Verlag
2001, ISBN 3-5406-7582-5

[8]. S. D. Senturia — ,,Microsystem Design”, Kluwer 2000, ISBN 0-7923-7246-8

[9]. S. E. Lyshevski — ,,Nano- and Microelectromechanical Systems”, CRC Press 2000, ISBN 0-8493-0916-6.
Tai-Ran Hsu — ,,MEMS and Microsystems: Design and Manufacture”, McGraw-Hill 2001, ISBN 0-0723-9391-2
[10]. ** Note de curs.

[11]. http://www.uta.edu/faculty/jcchiao/class/ee6345 2006 spring/ee6345 2006 spring.htm;

[12]. http://www.memscap.com/;

[13]. http://www.mems-exchange.org/;

[14]. http://mems.uta.edu/;

[15]. http://arri.uta.edu/acs/jmireles/MEMSclass/MAINpage.htm;

[16]. http://www-ee.uta.edu/Online/cbutler/MEMSWebpage/index.html;

[17]. http://mems.sandia.gov/;

[18]. http://en.wikipedia.org/wiki/Microelectromechanical systems;

[19]. http://www.memx.com/;
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http://arri.uta.edu/acs/jmireles/MEMSclass/MAINpage.htm
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[20]. http://www.comsol.com/products/mems/;

[21]. http://www.st.com/stonline/products/families/sensors/motion_sensors.htm;
[21]. Gal Teofil Ovidiu — Microsisteme electromecanice — Note de curs pentru uzul studentilor

8.2. Laborator Metode de predare Nr. Ore/
Observatii

1. Introducere. Prezentarea laboratorului si a lucrarilor de | - Prezentarea referatului (material 2
laborator. Norme de tehnica securitdtii muncii, prevenirea si | de sintezd);

stingerea incendiilor. - Test privind cunostintele teoretice

Sisteme MicroElectromecanice - MEMS aferente laboratorului;

- Interpretarea rezultatelor obtinute.

2. Materiale utilizate pentru constructia MEMS-urilor Idem 2

3. Asamablarea i integrarea de sistem a MEMS-urilor Idem 2

4. Micromotoare electrostatice. Micromotoare pas cu pas. Idem 2

5. Nanotehnologii (biosenzori, nanoroboti cu motoare) Idem 2

6. Tehnologii si fluxul de realizare a unor microsisteme Idem 2
(electromecanice micromotoare electrice)

7. Tehnologii si fluxul de realizare a unor microsisteme. Idem 2

Aplicatie practicd de realizare a unui microsistem de detectare
si indicare a maximului intensitatii luminoase

8 . Masurarea parametrilor de functionare a microsistemelor Idem 2
electromecanice de deplasare.
9. Masurarea parametrilor de functionare a microsistemelor Idem 2
electromecanice de deplasare.

10. Utilizari si aplicatii ale senzorilor (senzori cu ultrasunete, Idem 4
senzori de contact, etc.).

11. Microsisteme electromecanice de dozare. Idem 2
12. Microsisteme electromecanice la automobile, Idem 4
Evaluare finalda/ Recuperare: max. patru lucrari de laborator. | - Predarea laboratoarelor, prin

sustinerea lor;
- Se admite recuperarea a doua
laboratoare restante.

Bibliografie:
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[10]. S. E. Lyshevski — ,,Nano- and Microelectromechanical Systems”’, CRC Press 2000, ISBN 0-8493-0916-6.
Tai-Ran Hsu — ,,MEMS and Microsystems: Design and Manufacture”, McGraw-Hill 2001, ISBN 0-0723-9391-2
[11]. ** Note de indrumator de laborator.
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[21]. http://www.comsol.com/products/mems/;
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[23]. St. Nagy — “Microsisteme electromecanice. Aplicatii practice”, Editura Universitatii din Oradea, pg. 67, 2014,
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(ISBN 978-606-10-1274-9);

[24]. Gal Teofil Ovidiu, — “Microsisteme electromecanice”, Indrumitor de laborator pentru uzul studentilor

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptirile reprezentantilor comunititii epistemice, asociatiilor
rofesionale si angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

= Continutul disciplinei este adaptata si satisface cerintelor impuse de piata muncii, fiind agreat de parteneri sociali,
asociatii profesionale si angajatori din domeniul aferent programului de licenta.

10. Evaluare

Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota
finala

10.4. Curs

Verificare (durata 1/2/3
ore):
- Pentru nota 5: toate

subiectele trebuiesc tratate
la standarde minime;
Pentru note >5 toate
subiectele trebuiesc tratate
la standarde maxime;

- Saptaméana a 7 a: VPI
reprezintd 50% din 0,5
VPF; - Saptaimana a 14 a:
VPII reprezinta 100% din
VPF sau 50% din VPF
(pentru cei cu VPI).

- 100 % din 0,5 VPF sau
50% din VPF (pentru cei
cu VPI).

10.5. Laborator

- Pentru nota 5: toate testele
si testul final trebuiesc
tratate la standarde minime;
- Pentru note >5 toate
testele si testul final
trebuiesc tratate la
standarde maxime;

- ”Evaluarea se poate face
fata in fata sau on-line”
Toate lucrarile de laborator
trebuiesc efectuate
(conditie VP); - Pondereca
laboratorului este de 50%
din valoarea NVP (pentru
fiecare etapd); - Se admite
recuperarea a doua
laboratoare restante.

- Nota lab. =50% din
valoarea VP pentru fiecare
etapa.

10.1 Standard minim de performanta

Realizarea de lucrari sub coordonare, pentru rezolvarea unor probleme specifice domeniului, cu evaluarea corecta a
volumului de lucru, resurselor disponibile, timpului necesar de finalizare si a riscurilor, in conditii de aplicare a
normelor de securitate §i sanatate in muncad. Principiul de functionare §i componenta microsistemelor

electromecanice.
Data: Semnatura titularului de curs Semnatura titularului de laborator
02.09.2025 Sef lucrari dr.ing. Teofil Ovidiu GAL Sef lucrari dr.ing. Teofil Ovidiu GAL

Data avizarii in department :
10.09.2025

Data avizarii in Consiliul facultatii :

25.09.2025

Semnatura directorului de department :
Conf. dr.ing. Mircea Nicolac ARION

Semnaturad Decan :
Conf.dr. ing. Eugen GERGELY




